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DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Tecnologia de Fabricacion de Micro y Nanosistemas

PRESENTACION GENERAL
Justificacion
En esta experiencia educativa al estudiante obtendr& los fundamentos necesarios
para disefiar e implementar micro y nanosistemas con aplicaciones para agricultura,
medicina y medio ambiente basados en los procesos de fabricacion de Circuitos
integrados, CMOS, MEMS y NEMS

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante podra proponer la ruta mas adecuada para el
disefio y fabricacion de los micro y nanosistemas asociados a su tema de tesis

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Patrones geométricos

Objetivos particulares
Disefar los patrones geométricos que se pueden implementar de acuerdo a las
tecnologias actuales de circuitos integrados

Temas

1.1 Definicién del patron geométrico
1.2 Reglas de disefio
1.3 Creacion de un dispositivo micrométrico
1.4 Generacion del archivo GDS o CIF

UNIDAD 2
Fotolitografia

Objetivos particulares
Revisar los tipos de litografia usados en la fabricacion de los micro y nanosistemas
Temas
2.1 Transferencia de patrones geométricos
2.2 Fabricacion de mascarillas
2.3 Litografia 6ptica
2.4 Litografia de alta resolucion
2.5 Tipos de resinas fotosensibles




UNIDAD 3
Integracion de procesos

Objetivos particulares
Identificar los tipos de interconexiones y empaquetado disponibles en las
tecnologias VLS| y ULSI

Temas
3.1Foorplanning
3.2Interconexiones
3.3Retardo
3.4Encapsulado
3.5Tecnologia VLS| y UVLSI
UNIDAD 4

Aplicaciones

Objetivos particulares

Implementar topologias analdgicas, digitales y microsensores en una tecnologia
comercial de circuitos integrados

Temas

4.1 Compuerta NAND, NOR
4.2 Sumador

4.3 Inversor analégico

4.4 Amplificador de 2 etapas
4.5Sensor de presion

4.6 Fotodiodo

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

e Presentacion y discusion del método cientifico
e Revision de casos de estudio
e Delimitacion del estudio

EQUIPO NECESARIO

e Proyector
e Material multimedia
e Pintarrén
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EVALUACION

SUMATIVA
Concepto Porcentaje
Examenes 40
Forma de Evaluacion | Practicas, presentaciones 40
Proyecto Final 20
Total 100




